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摘要摘要

本發明使用結構式照明於傳統廣視野顯微鏡 ， 達到 橫 向
解析率超越繞射極限的奈米級表面地形測繪。本技術的

橫 向解析率可達光源波長的33% ， 表面高度定位精確度
小於10 nm。本技術的硬體架構非常簡單 ， 具有低成
本、高價 值 的特點。

技術優勢技術優勢

1. 架構簡單 ， 適用於任何現有的廣視野光學
顯微鏡。

2. 橫 向解析率高。高度測繪精確度高。
3. 可搭配各種光源使用。
4. 成本低廉。

應用範圍應用範圍

任何需要奈米級表面地形測繪的應用。例如材料科技、

微米或奈米機電系統、生物樣本表面測繪等。
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